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MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente invencidén se refiere, de manera gene-
ral, a digpositivos elgctrostétieos-y, particularﬁente, 2 un
nﬁevo método para fabricaf éiectfetos ¥ a nuevas estructuras
dé transdﬂctorrelectroacﬁsticp que los emplean. En la presen
te se reivindican dichos dispositivoé, mientras que en 6tra
solicitud de igual fecha por "Método para fabricar un elec~

treto" se reivindica dicho método. = = = = = = = -_———— - -

A fin de obtener una linealidad satisfactoria de
respuesta en log transductores electroététicos, tales como
micréfonos de condensadoreé, altavoces électrostéticos, trang
ductores de vibracioﬁes.y similares, es necesario'proveer
una influenciaciénr("biasﬁ) relativamente alta de corriente
continua en el transductor. Se conoce desde hace largo tiem
PO due, 8n prineipio,,la*influenciacién necesaria puede pro
veerse ufilizan@p un electreto que tenge una superficie meta

lizada como elemento activo del transductor. — = = = = = ~' «

Un elecireto es un material dieléectrico que ha si-

do sometido a un campo electrostdtico suficientemente inten-

so para producir una polarizacién interna residual que per-

siste despuéds de la eliminacién del campo. El resultado es

unsa carge electrostitiica en el material que sirve para sumi-
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nistrar la necesaria influenciacién de corriente continua a

un transductor electrosfﬁtico. --------------

En la préctica, se ha hallado cierto nimero de pro
blemas en la fabricacién y en el uso de electretos que han
impedido su adopcién amplia. La principai dificultad ha sido
due los electretos fabricados a base de los materiales y me-
diante los métodos de la técnica anterior a la invencidn han
carecido de buena estebilidad de polarizacién. Las temperatu
res y la humedad extremas provocan pérdidas drdsticas y ré-
pidas de polarizacién. Incluso bajo condiciones controladas,
sinrembargo, la carga interna de los electretos convenciona-
les disminuye gradualmente a regimenes demegiado grandes pa-

ra que sean acepiables en la mayor parte de los usog, = - -

Otro problema hallado surge de la necegidad de in-
cluir el material dieléctrico del electreto entre las par-
tes metdlicas conductoras de los electrodos del transductor. .
El espesor fisibo del electreto limita inherentemente la ca-
pacitancia del transductor. Las formas primitivas de elec~-
tretos; téles como las que comprenden discos de cera electri
ficada, estaban inherentemente limitadas en este aspecto has
ta tal punto Que las capacitanciag dispersas, tales como las
capacitancias entre los conductores de log circuitos elec-

trénicos asociados, impedfanun funcionamiento satisfacto-

Se ha propuesto resolver ambos problemas fabrican-

do electretos a base de una pelicula delgada, tal como teref
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talato de polietileno, obtenible comercislmente como pelicu

la lNylar. Los transductores fabricados con electrelos de pg
1fcula Myler presentan desde luego una capacitencia de accip
namiento suficientémente alta para que la capacitancia dis~
persa de los circuitos asociados no plantee problemas serios
y tales transductores pueden utilizarse en circuitos de tran
gistores con impedancie relativamente baja. Sin embargo, el
inventor ha hallado que la eparente estabilidad de polarize-
cién de tales transductores es, por lo menos en algune parte,

una ilusién producida por el mal funcionamiento del transduc

Especi{ficamente, el inventor ha fabricado ¥y proba-~
do transductores electrostdticos que utilizan electretos fa
bricados a partir de pelicula Nylar. La pelicula estd metali
zade por una caera para proporcionar un electrode que girve
como diafragma de un transductor y queda opuesta por la otra,
a una contraplaca metélic%'que‘comprende el otro electrodo

del transductor. = = = = = = = = « = -w = - -~ - - - - -

A fin de utilizar ventajosamente la delgada peli-
cule de Mylar para obtener alte capacitancis de accionamien—
to, el diafragma de electreto estd montadc necesarismente
muy cerca de la contraplaca. Se ha hallado due en los trans-
ductores de este género construfdos convencionslmente el dia
fragma tiene una notoria tendencia a pegarse a ia contrapla

ca cuando el electreto estd muy electrificado. Tal transduc-

tor bresenta'una respﬁegta inicialmente muy limitada debido

a este pegado. = = = = = = = = « = = e - - - - — = - -
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Si el pegado acabado de describir fuera el dnico
efecto implicado, el transductor presentaris un aumento gre
dual de respuesta a medida que el electreto perdiera polari
zacién hasta que desapareciera él problema de pegado y el
diafragﬁa quedara completamente libre para vibrar. Deépués
de ello, se hallaria una disminucién continua de respuesta
a medida que el electreto siguiera deteriorﬁndose. Sin em-
bargo, otros efectos enmascaran este proceso y dan una ilu-

gién de estabilidad de respuesta. = = = = = = = = = = = = - -

En primer lugar, el diafragma que comprende el
electreto, inicialmente bajo tensidén, tiende a relajgrse con
el tiempo. Asi, la respuesta inicial del traﬁéductor, si el
electreto no estd inicialmente electrificado demasiado poten
temente, mejor;'gracias al tensado del diafragma. A medida
que el aiafragma se relaja gradualmente, la pérdida de ten-
gién tiende a reducir la respuesta, enmascarando la mejora
provocada por la reduccidn gradual del pegado, de modo que
la respuesta neta parece estable. Ademds, la pérdida de car-
ga con el tiempo tiende 2 la compensacidén de la misma mane-
ra: el diafragma tiende a pegarse menos debido a la menor
fuerza electrostdtica, aumentando la sensibilidad, pero la
carga inferior disminuye la sensibilidad. En casos fortui-
tos estos factores de compensacién pueden dar por resultado
un funcionamiento estable durante 12 a 18 meses, pero la

sensibilidad disminuye drésticamente después. - = = = = = -

Los objetivos de la invencidn son mejorar el fun-

cionamiento, simplificar la construccidn y reducir el coste
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de los transductores electroscisticos. Serd evidente de la

anterior exposicién que estos objetivos podrian alcanzarse
en un transductor del tipo influeneiado ("biased") por elec-
treto si la estabilidad de carga de los electretos pudiera
me jorarse y pudiera reducirse la tendencia al pegado elec-
trostdtico. Segin ello, sbn objetivos particulares de la in
vencidén aumentar la estabilidad de carga de los electretos y
minimizaf el pegado electrostdtico de los transductores de

electretioS: — = = = = = = = - - - . - e - - - - .-

Los anteriores y otros objetivos de la invencién
se alcanzan por medio de una nueva.estrﬁctura de transductor
de 1la invencidén que coﬁprende Por lo menos dos electrodos y
un electreto de nueva estructura fabricado segin un nuevo

proceso de acuerdo con la invencidn., = = = = = = = = 0 - - -

Uno de los electrodos del tremsductor de la inven
cién estd modificado por la formacién en su superficie de élg
mentos monopieza de sopdffe adaptados para entrar en contacto
con el electreto y que»realizan por ello dos funciones. Ia
primera es permitir un-espaciado muy pequefio, pero controla~
do cuidadosamente, de los electrodos y alcanzar con ello una
alta sensibilidad. La segunda es permitir el uso de un poten
te elecfreto sin la pérdida de respuesta concomitante al pe

gado del electreto al otro electrodo. — — — = = = = = = = =

Un dibujo regular de soporte grabado en ié contra~
placa proporcions uh'soporte miltiple para el diafragma ¥

en cierto sentido, produce muchos elementos microfénicos en
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paralelo. Cada'elemento estd optimizado con respecto a la
altura del espaciador y 2 la superficie de la célula para

une alta sensibilidad-y para una elasticidad y resistencia

acisticas apropiadas. ~ — = = = = = = = = = = = = - - = - -

E1 eléctreto de la invencién se fabrica preferen-
temente a partir de un material dieléctrico polimérico ter—
mépléStico elegido de la clase que comprende peliculas de
policarbonatos, poliimigas,‘polihalocarbonos, éxido de poli
fenileno, polisulfona, cloruro de polivinilidino y sus copo
1limeros. EL inventor ha hallado que teles peliculas consti-
tuyen electretos de una estabilidad de carga sorpfendente-
mente buena,-en comparacidén con las peliculas aparentemente
similares como las de Mylar y anélogos. En algunos casos, la
pelicula bésica es de un materidl elegido de la clase ante-
rior sobre el cual se forme un recubrimiento superficial de
la clase que comprende polimeros y copolimeros de estireno,
halocarbonos y clorurc de vinilidino, siendo sin embargo el
recubrimiento diferente de la pelfcula. El inventor ha ha-
llado que los materiales de esta clase son sorprendentemente
superiores é'otros materiales por 1o que se refiere a su ca
pacidad de asumir y mantener una carga electrostdtica super
ficial. Debe observarse que las peliculas de polihélocarbono
¥ de cloruro de polivinilidino tienen ambas propiedades deses
bles de maga y de superficie, de modo que no se precisa de re
cubrimientos. Si bien para algunos fines el material dieléc-
trico puede utilizarse solo, para el uso en los transductores

de la invencién se metaliza por una cara de cualquier manera
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convencional, conocida en la técnica, o se une a una lémina

u hoja metdlica, ~ - = - - - = = = = = - - = o - - - -

Si bien el inventor ha hallado que cierto mimero
de pelfculas poliméricas de las clases genéricas indicadés
anteriormente son superiores al Mylar en lo que se refiere
& propiedades de electretos, el funcionamiento éptimc se ha
obtenido con la pelfcula de fluohalocarbono vendida comer-
cialmente por la Allied Chemical Corporation bajo la marcé
Aclar. De hecho, se hallan disponibleé por lo menos dos for-
mas de Aclaf: Aclar 33 C que se considera constituido por
97-98 por ciento de poli(clorotriflucetileno) con 3-2 por
ciento de tetrafluoetileno aﬁédido como copolimero y Aclar
22 C que se considera constituldo por 97-98 por ciento de
poli(clorotrifluoetilenc) con 3-2 por ciento de fluoruro de
vinilideno y tetrafluoetileno afiadidos para dar un terpoli-
mero. El inventor préfiere uwtilizar Aclar 33 C que normal-
mente se halla disponible en espesores de 0,0005, 0,00075
¥y 0,001 pulgadas (aprox., 0,0127, 0,6191 ¥y 0,0254 mm); el

" Aclar 22 C que se halla disponible en espesores de 0,001

pulgadas (aprox., 0,0254 mm) ha dado tembién resultados sa-

tisfactorioge = = = = = = = = = - - = & & - DD - - - -

Si bien el Aclar posee varias ventajas para el
uso como matérial para electretos, la ventajs més relevante
que presenta, respecto a todos los demés materiales disponi-
bles, es la estabilidad de su carge bajo los limites ambien-
téles predominantes de temperatura y humedad. La humedad ele

vada (90-95 por ciento) ha demogtrado ser la causa més impor



tento de la pérdida de carga de los electretos; la humedad
se introduce en todas las peliculas de plédstico, més o me-
nos, y absorbe y causa fugas de carga. El Aclar tiene la me
nor permeabilided a la humedad y la menor capacidad de ab-
5. sorcién de humedad que cualquier polimero y el inventor ha
hallado que la humedad elevada no provoca pérdida de carga
del Aclar (no existe pérdida medible de carga después de un
afio a 92 por ciento de HR). Ademés, el Aclar es un polimero
resistente a la temperatura y la carga no se pierde durante
- 10. ensayos ambientales militares severos que requieren une pro-
longada exposicién a T712C y 95 por ciento de humedad relati-
ve (MIL-STD 810 A). Finalmente, el Aclar tiene propiedades
mecédnicas relevantes; por ejemplo, la resistencia a la trac-
cién es doble que la del Teflon FEP, permitiendo asf un elg
15. vado tensado en diafragmas microfénicos, y la pelicula pue-
de unirse fécilmente a retenedores o substratos utilizando

y2 sea adhesivos (epoxi) o técnicas de termounibn. - - - - - -

El electreto se prepara, a partir de una pelicula
o lémina del material elegido, por medio de un procedimien-
20. to en dos etapas segin la invencién. En el procedimiento,
el material dieléctrico se polariza primer§ internamente
mediante el someterlo a un alto campo de corriente continua
mieniras el material se calienta a una temperatura a la que
estd relativamente reblandecido. Por "relativamente reblan-
25. decido" se quiere indicar el estado amorfo pldstico en el
que el material puede recibir forma y en el que no presenta

resistencia substancial a la traccién. Un electrodo metdlico
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es fijado permanentemente a una cara del material dieléctri-
co y un gas ionizado (aire, gases inertes u otros), produciQ
do por ung fuente de corriente alterna de tensidn de radio-
frecuencia o por une descarga en corona de corriente continua,
esté en contacto con la otra cara, durante la eiectrifica—
cién. Una rejilla de pantalla controla o manda'el-potencial
en la superficie con que queds en contacto el gas ionizado.
El campo se mantiene mientras el material se enfrfa lenta-
mente al estado sflido. Por "estado s6lido" se indica el es
tado en el cual el material presentaz las propiedades de re-
sigtencia a la traceidn y de flexibilidad caracteristicas del
material laminar o en pelfcula, segin es especifica normalmen
te para el uso como a tal. A continuacién, la superficie del
electreto polarizado internemente recibe una carga éuperfi—
cial. Esta carga superficial puedé aplicarse ya sea aumentan
do el campo de corriente continua a valores muy altos, mayo-
res de 105 voltios/cm, al tiempo que se mentiene el contacto
entre el gés ioﬁizéﬁo ¥ la superficie dieléctrica expuesta. ..
Alternativamente, la carga puede aplicarse después de péla—
rizacidén frotando la superficie dieléctrica con un material
de selectividad de carga opuesta. El inventor ha hallado que

de esta manera puede producirse un electreto muy potente y
estable, = = = = = = = = = o e e e e e m e

La manera en que se realiza Sptimamente la inven~
cidén y los detalles del aparato correspondiente se compren-
derén mejor a la luz de la siguiente descripecién detallada,

junto con los planos anexos, de varias realizaciones ilustra

tives de la misma. = = = = = = = - ¢ & oo WL oo DM e o
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En los planogt = = = = = = = = = = = = = = = = ~ ~—

Las FIGS. 1 y 1A son vistas esqueméticas, con par
tes seccionades, de un aparato para realizar una ebapa del

procedimiento de fabricacién de un electreto segin la inven

La FIG. 2 ez un alzado en seccidén de un transduc-

tor segfn la invencifn; — - = = = = = = = = = = = = = = = =

La FIG. 3 es una vista parcial en planta, a mayor
escala, de una porcién de una contraplaca de electreto que

forma una parte del aparato de la FIG; 2 = = = == - = - -

La FIG. 3A es une vista en seccién tomada por la
linea 3-3 de la FIG. 3 que ilustra una realizacién alterna-

tiva de la contraplace; — = ~ — = = = = = ¢ = = = = - - —- =

La FIG. 4 es una perspectiva, con partes ilustra-
das esquemdticamente y partes rotas, de un transductor segin

otra realizacidn de la invencibn; = = = = = = = = = = = —

La FIG. 5 es una vista en seccién transversal y
en despiece a mayor escala y con partes rotas, tomadas subg
tancialmente por las lfnees 5-5 del transductor de la FIG.
by = = = = = - - = - -~ = - e = - - = - -

La FIG. 6 es una perspectiva esquemdtica, con par
tes ilustradas esquemédticamente y partes rotas, de un trang

ductor segin otra reslizacién de larinvencién; - - -
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Lia FIG. 7 es un esquema en seccién transversal,

con partes ilustradas & mayor escelsas con respedto a otras,
pero todas ilustrades ampliadass, del transductoi de 1la FIG.

6, tomada substencialmente por las lineas 7-7 de la FIG. 6;

La FIG. 8 es una vista en alzado y en seccién de
otra reslizacién del transductor de la invencién, con elemen
tos cooéerantes asociados ilustrados parcialmente de forme

esquemdtica, = — = = = = = = & =& . e e e e e m o m .-

Segin la invencién, el material dieléctrico a par-
tir del cual se fabrica un electreto se elige sobre la base
de dos propiedades. La primera es la capacidad de asumir y
mentener una carga electrostética interna o “general"

("oulk charge"). Un material dieléctrico Sptimamente adecus
o para la polarizacién general tiene una estructura molecu-
lar polar, baja‘ﬁovilidad para el transporte y difusidén de
carga, elevada concentracién de trampas profundas para los
iones y electrones y elevada temperatura de transicién al
estado vitreo o crisfalino. Una segunda propiedad bésica
deseable es la capacidad de asumir ¥y mentener una carga su-
perficial. Para este fin, el material debe teher una élta
resistividad, una selectivided adecuada pars la carga ¥y una
baja absorcién de vepor. De la gran gama de dieléctridos
disponibles, el in&entor hg hallado que las ldminas y pelf-
culas comercialmente disponibles de policarbonato, poliimi-

de, polihalocarbono, 6xido de polifenileno, polisulfona Y
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cloruro de polivinilidino y las l4minas y peliculas de co-
polimeros de estos materiales son sorprendentemente adecua;
das para la fabricacidn de electretos, puesto que todas pre-
sentan, en un grado inesperado, las propiedades deseables
necesarias téﬁto pare la polarizac@?n general como para la
polarizacién superficial. Estos materiales pueden mejorarse
adicionalmente por medio de tratamiento superficial para
dar mejores prdpiedades de polarizacién superficial. Las
propiedades superficiales de las pelfculas de poliestireno

y sus derivados, polihalocarbonos y cloruro de polivinilidi
no, son especialmente buenas. Si estos materisles se dispo-
nen sobre el material elegido para el cuerpo del elecireto

0 se copolimerizan superficialmente con el mismo, puede fa-
bricarse un material que tenga propiedades superiores tanto
en toda su masa como en la superficie. Si bien cierto mimero
de las pelfculas poliméricas de las ciases genéricas indica-
das son superiores al»Mylar ﬁor lo que se refiere a propie-
dades de electreto, el inventor prefiere utilizar la peli-
cula de fluohalocarbono conocida como Aclar por las razones

indicadas anteriormente, — — = ~ = = = = = = = = = = = = - -

El método de fabricacién de un electreto a partir
del material elegido segin la invencidn utiliza tanto la po- -
larizacién general como la superficial. La FIG. 1 ilustra
el aparato utilizado tanto para la polarizacién general como
superficial. La primera etapa del procedimiento es la polﬁpi

zacién general del material., — — — = = = = = = = = = = - - -

El material dieléetrico 1, en forma de pelicula o
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lémina, se suspende como se indice esquemidticamente dentro
de un horno adecuado 3. El ﬁﬁterial 1 se provee de un recu-
brimiento metflico en su superficie inferior como se ve en
la FIG. 1 yrel'recubrimiento metdlico estd en contacto me-
cédnico y eléctr}co_@irecto con un primer electrodo 5. Espa-
ciado por encima del material dieléctrico 1 hay un segundo

electrodo 7, en forma de rejilla, = = = = = = = = = = = = ~

Una fuente convencional de corriente continua de
alta tensidn, ilustrada esquemiticamente en 9, estd conecta
da entre los electrodos 5 y 7. La fuente 9 de corriente con-
tinua debe ser capaz de producir uns diferencia de poten~
cial de campo de corriente continua de aproximadamente 10
a 200 kilovoltiog por centimetro en la zona de entre los

electrodos 5 y 7 en que esté posicionado el material 1. - -

S1 bien el horno 3 puede calentarse de otros mo-
dos, preferentemente se provee una bobina 11 de calentamien—
to por induccién. La bobina 11 estd dispuesta de cualquier
maners conveniente rodeando el material dieléctrico y los

electrodos 5 y 7. Puede activarse por medio de una fuente

convencional de corriente alterna de tensién de radiofre~

cuencia, ilustradg esquemdticamente en 12, El campo produci
do por la bobina 11 debe ser suficiente no sélo para calen~
tar el material dieléctrico 1 a la temperatura deseada sino
también parae producir una ionizacién substancial del gas, tal
como aire o similar, del hqrnot Este gas ionizado proporcio-
na un electrodo de plasma de una impedancia muy reducida con

respecto & la impedancia del gas no ionizado ¥ sirve para co-
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neckar el electrodo 7 a la superficie superior del material
dieléctrico 1. EL inventor ha hallado que esta disposicién
pfoduce en el material dieléctrico una carga superficial més
uniforme que la que podrfa produéirse por medio de un elec-
trodo continuo en contacto directo con la superficie dieléc-
trica y evita los problemas inherentes a esta dltima disposi

cién que se originan de las rupturas locales del dieléctri

Si ge utilizan otros medios distintos del campo de
induccién como fuente térmica, el campo de corriente alterna
necesario para producir la ionizacidén puede proveerse por
medio de una rejilla de pantalla ("sereen grid“) gituada por
encima de la rejilla 7 en el horno 3 y la fuente de corrien
te alterna puede estar conectada entre esta pantalla y el
electrodo 5. Alternativamente, la fuente de corriente alterna,
puede conectarse entre los electrodos 5 y 7 con medios con-
vencionales previstos para aislar las fuentes de corriente
alterns y de cérriente continua. Podria suponerse que el cam
po alterno no afectaria o restaria efecto del campo de co-
rriente continua pero el inventor ha hallado que puede lograr
se un mayor grado de polarizacién mediante el uso de los cam
pos superpuestos. El material 1.es calentado a una temperatu-
ra a la que es relativamente blando, tal como 2502C para un
dieléctrico de policérbonato o 120¢9C para Aclar. Se méntie-
ne a esta temperatura en los campos superpuestos durante un
tiempo de 10 a 100 minutos. Luego se elimina el calor y el

campo de corriente continua se mantiene durante una o dos
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Despuéds de realizads la polarizacién general aca-

bada de describir, el materigl 1, cargado electrostéticameg
te, recibe una cabéa superficial. La superficie dieléctrica
de la cara opuesta a la del recubrimiento metdlico puede
cargarse a la polaridad elegida ya sea exponiendo el mate-
rial a un gas'ionizédo producido como anteriorménté; por cg
rona © un campo de corriente alterna mientras se aplica una
influenciacién ("bias") muy alta, o por frotadé del mismo
con otro material elegido de forma conocida para que presen
te una;selectividad de carga opuesta. En el proceso preferi
do, la influenciacién de corriente continua desde la fuente
9 se aumenta pars producir un campo de aproximadamente 200
kV/cm en el material 1. Por medio de este proceso, se ha pro
ducido normalmente una cargs neta, defihidé como la carga su
8

perficiel menos la polarizacién genersl, de 10" ° a 10~7

culombios por centfmetro cuadrados = = = = = = = = = = = = =

En la FIG. 1A se ilustra una disposicién experi-
mental utilizada pare realizar el electreto por medio de la
técnica descrita anteriormente en que el campo de induccidn
estérsubstituido por medios independientes de calentamiento
¥ de produccidén de ionizacién. Aquf.también, el material, en
forme de una ldmina 200, se suspende en un horno adecuado
202 parsa reblandecerlo gl grado deseado, como se ha indica-

do anteriormente. Un electrodo plano metdlico 204, que pue-
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de hallarse al potencial de masa, estéd dispuesto debajo del
material 200. Encima de la lédmina 200 se halla una rejilla
206 de mando & la gue se conecta el terminal de alto poten-
cial de una fuenfe 208 de corriente continua. Un electrodo
210 de corona penetra en la pared del horno y tiéne'su ele
mento activo por encima de la rejilla 206. Una fuente 214 de
alta tensién corona, que puede ser alterna orcontinua, estéd. .

conectada entre el electrodo 210 de corona y la masa. - ~ -

El proceso de carga del material de electreto con

el aparato de la FIG. 1A es similar al que ubiliza el aparg

" %o de la FIG. 1 excepto que puede utilizarse cualquier méto

do adecuado de calentamiento mientras la descarge en corona

' produce ionizacidn del gas en el horno para cargar el mate-

Las FIGS. 2 y 3 ilustran un transductor electros—
tdtico que incorpora un electreto realizado preferentemente
por medio del procedimiento acabado de describir. E1l aparato
de la PIG. 2 es simétrico alrededor del eje A, con las pe-
queilas excepciones qué—resultarén evidentes de las FIGS. 2
¥ 3 ¥y por lo tanto su estructura puede deducirse de la vista

de la correspondiente figura. = = = = = = = = = = = = = =~ g

El transductor incluye una placa 13 de base, de
pléstic6 o similar, provistae de una pestafia anular 15 sobre
saliente. Lapestafia 15 estd provista de un escalén 17 para
soportar una contraplaca metdlica 19. La contraplaca 19 esté

perforada por uns serie de aberturas tales como 21, preferen
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temente por medio de mordentado. Las aberturas 21 son prefe-

rentemente de un didmetro aproximado de 5 milésimas de pul-~
gada (aprox., 0,127 mm) y estdn espaciadas en 15 milésimas
de pulgada (aprox., 0,381 mm) entre centros, aunque pueden
emplearse otros varios tamafios y espaciados. Las aberturas
sirven para proporcionar un paso de zire a través de la con
traplaca, permitiendo que el espacio entre la cbniraplaca

¥ la placa 13 de base sirva de cémara de compresidn acisti-

COe ™ ™ = = m o = o = m o e m o o om e e e e e e e - - -

En la supe:ficie superior de la contraplaca 19 hay
formada una malla de finos alambres 23, de niquel electrocon
formado o similar y, preferentemente, de un didmetro de apro
ximademente 1/4 de milésima de pulgada (aprox., 0,0063 mm).
Los alambres 23 estdn preferentemente espaciados en desde 40
a 100 milésimas de pulgada (aprox., 1,016 a 2,54 mm) y estén
fijados de cualquier manera convencional, como por soldadura
0 similar, a la contraplaca 19. lLa altura ¥ el férea de cada
elemento pueden preverse de modo que las fuerszas electrostd
ticas procedentes'&el electreto no superen las fuerzas de
retorno proporcionadas por el tensado de la hoja ni causen
por ello que la hoja se pegue a la parte de la contraplaca
provigta de aberturas. Las dimensiones apropiadas son una
altura de 1 milésima de pulgada (aprox., 0,0254 mm) ¥y un
drea de 50 milésimas de pulgada por 50 milésimas de pulgada
(aprox., 1,27 por 1,27 mm), con uno o mis orificios, en el -
centro, de un 4rea total igual apfoximadamente & 18 por cien

to del drea de la célula. Alternativamente, los alambres 23
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pueden formarsé en una sola pieza con la contraplaca, Otra -
alternativa tembién adecuada es substituir los alambres 23
por una'serie de tetones sobresalientes, aue formen una sola
pieza con la contraplaca. Estos telones son preferentemente
de un 1/8 a 1/2 de milésima de pulgade (aprox., 0,0032 a
0,0127 mm) de altura y de 2 a 5 milésimagde pulgads (aprox.,
0,0508 a 0,127 mm) de didmetro y estén espaciados en de 20 a
60 milésimas de pulgada (aprox., 0,508 a 1,524 mm). Alterna-
tivamente, la contfaplaca gue incluye la rejilla de_éoporte
puede fabriéarsé por moldeo derinyeccidn de plédstico, segui;
do pdr metalizado para proporcionar la conductividad. En la

PIG. 3A se observa la cape metalizada 24, ~ -~ - - - =« - - - ~

Por encima de la contraplaca 19 existe un diafrag
me de electreto, designado de menera general con 25, que tig
ne una superficie dieléctrica expuesta 27 y una superficie
superior metalizada 29. El diafragma 25 puede hallarse lige-— '
ramente espaciado de los alambres 2356 én contacto con los
mismos vero, en cualquier casgo, estos ¥ltimos limitan el es-
paciado minimo entre el diafragma y la contraplaca e impiden

que el diafragma se pegue electrostdticamente a la contrapla

Como resultado de la Presencia del pléstico metali
zado, rejilla de alambres o tetones metdlicos, se comstituye
un gran mimerd dercélﬁias transductoras que reaccionan indi-
vidualmente. Estas células determinan la elasticidad acdsti-~

ca y la resistencia del diafragma y facilitan la optimiza-
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cién de la sensibilidad y de la respuesta a las frecuencias.

El diafragma es retenido en su posicién por medio
del cergquillo anular 31 de una rejilla metédlica protectora
33 y una tepa metdlica exterior 35 que sirve para sujetar el
diafragme contra la pestaﬁa—15. La tape 35 puede fijarse a
la placa 13 de base de cgalquier manera convencional adecua
da, por ejemplo por roscado de las piezas o por medio de

adhesivo o similar. - — = = = = = = = = = = = = = = - - - -

Las conexiones eléctricgs coh el ftransductor de
la FIG. 2 pueden reslizarse de variag formaes convencionales.
Como se ilustra, un conductor 37 puede conectarse a la tapa
metdlica 35 realizando contacto con la superficie metélica
29 del diafragma 25 a través:dg la tapa 35 y la rejilla 33.
Un segundo conductor 39 puedé conectarse directamente a la
contraplaca 19 y salir a travéé de pasos adecuados.de la pla
ca de base y de la tapa como se indica, con la provisidén con

vencional de aislamiento, no ilustrado, = = = =« = = = = = =

Las FIGS. 4 y 5 ilustran un transductor segin una
segunda realizacién de la invencidn en la que se emplean dos
diafragmas de electretfo. En su forma préferida el transduc-
tor es un micrdfono accionado por gradiente de presién que
tiene una caracterfstica de respuesta direccional en forma de
un ocho. La FiG. 4 ilusira el aspecto general del dispositi~
vo cuando estéd montado y la FIG. 5 es un despiece para ilus-

trar detalles de 188 DPieZ8S. — = = = = = = = = = = = = = = = 7
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El aparato comprende une serie de anillos 45, 47,
49, 51 y 53 de retencidén, de plédstico. En la FIG. 5 se ilus~
tra la parte traseras 55 del anillo 45, pero se han omitido
las correspondientes partes de los anillos 47, 49, 51 y 53

para simplificar los dibujoSe. = = = = = = = = = = = = = = - -

Un electrodo del tramsductor comprende una contra
placa doble que incluye dos rejillas metélicas mordentadas
57 ¥ 59, en relacién de dorso contra dorso. Estas rejillas
estdn provistas de orificios, tales como los indicados en
61 para la rejilla 57 que pueden ser de un didmetro de 5 mi
lésimas de pulgade (aprox., 0,127 mm) y estar espaciados en-
15 milégimas de pulgada (aprox., 0,381 mm) entre centros. Es
tos orificios proporcionan un pasgso de aire a fravés de la
contraplaca y éirven esencialmente para la misme funcién que

las aberturas 21 del aparato de 1la FIG. 2. = = = = = = = = =

En la cara superior de le rejilla 59 y en la ‘cara
inferior de la rejilla 57 hay soldadas rejillas de nfquel
electroformado de alambres 63 que pueden, por ejemplo, ser
de 1/4 de milésima de pulgada de espesor (aprox., 0,0063 mm)
¥y de aproximadamente la misma anchura. Estas rejillag 63 pro
porcionan soporte a un diafragme superior b5 de electreto y
a un diafragma ipferior 67 de electreto y defiﬁen también

células individuales de reaccibn. = = = = = = = = = = = = -

Los diafragmes 65 y 67 de electreto pueden prepa-

- rargse de la manera descrita anteriormente. Las caras exte-

riores de los diafragmas 65 y 67 estén metalizadas, mientras



5e

10.

15.

20.

25.

gque las caras dieléctricas quedan en contacto con las reji-
1las 63, Las células individuales que se forman tienen una

estructura y un efecto muy andlogos a las de la FIG. 2. - -

Unas pestafias periféricas 69 y 71 estdn formadas
en las rejillas 59 y 61, respectivamente, para proporcionar
una zona de sujecidn para sujetar los diafragmas 65 y 67
planos y tensos. Unos anillos metdlicos codperantes T3y 75
de montaje mantienen.los diafragmas 65 y 67 presionados con

tra las pestaflas 63 F Tle = = = = = = ¢ = = = 0o = = === -

Los anillos metdlicos. 73 y 75 de montaje estén in
Yerconectados eléctricamente como se indica en 77 y un con-
ductor externo sale del anillo 73 como se indica en 79. Un
conductor que va a la contraplaca se hace también salir ha
cia un contacto externo, como se indica en 81. Los termina~
les 19 y 86 pueden estar conectados de cualquier manera con
vencional a los ¥erminales de entrada de un preamplificador
adecuado, en el que se desee utilizar el-transductor como
micréfono, o a los tefminales de salida de un amplificador

adecuado, para utilizarlo como 8ltavoz. = = = = = = = = = =

El aparato de las FIGS. 4 y 5 es inherentemente
més sensible, paré un 4rea dada, qﬁe un cofrespondiente
transductor de unrsolo diafragma. En la técnica anterior se
ha proporcionado sensibilidad similar colocando un diafrag-
ma entre dos contraplacas rigidas. Sin embargo, el aparato
de lag FIGS. 4 y 5 tiene ia ventaja, sobre esta estructurs,

de que existe inherentemente un espaciado pequefio y contro-
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lado entre los.diafragmas 65 y 67 y sus contraplacas 59 y
57 que quedan enfrente de los misﬁos. Otra ventaﬁa es que
las carag metalizadas exteriores de los diafragmas 65 y 67
proporcionan un blindaje electrdstdtico al elecirodo de en
trada que comprende las contraplacas 57 y 59. Finalmente,
la cara interior electrificada de cada uno de los diafrag-
mas 65 y 67 de electreto queda protegida de los iones y con
taminantes atmosféricos. La estabilidad del aparato fabrica

do segin lag FIGS. 4 y 5 ha demostrado ser excepcionalmente

Las FIGS. 6 y 7'ilustran otra realizacidén del
transductor de la invencién que tiene las veniajas de gran
gimplicidad de construccién y de larga vida de polerizacién.
La base del aparato se forma por medio de un disco 81 de un

material conductor NO POroE0. = = = = = = = = - -

Soportedo y fijado al disco 81 de manera conven.
cional, se halla un anillo espaciador 83, de plédstico. Mon
tado y fijado al anillo 83 se halla un anillo 85 de reten~
cién, de pléstico, provisto de una parte 87 en forma de pes

tafla interior levantada., = = = = = = - = - 0 o o . - - - -

Soportada en le placa 81 se halla una rejilla 89,
de malla de plédstico moldeado, que tieme una parte central
rebajada 91, que recibe y soporta un disco de material de
electreto designado de manera general con 93. En esta reali
zacibén de la invencién, el disco 93 de electreto estd uni-

do al electrodo fijo del transductor. = = = = = = = = = = =
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El disco 93 de electreto esti provisto de una capa
inferior metalizada 95, conectada a la cara inferior del
disco 81 pér.medio de un conductor 97 y una placa 99 de con
tacto. El resto del disco 93 de electreto estd fabricado a
base de una .pelicula relativamente gruesa de uno de los ma-
terigles plésticos sugeridos anteriormente, de un espesor
de aproximadamente 9 milésimas de pulgada (aprox., 0,2286
mm). Alternativamente, puede utilizarse un espaciador con-
vencional paras impedir que la hoja entre en contacto con el

electreto que estd incorporado en-la contraplaca. — - — = -

Le pelicula estd preferentemente grabada para pro-
porcionar una rejilla sobfesaliente de elementos 101 de- so-
porte de una altura de aproximademente 1/4 de milésima de
pulgada (aprox., 0,0063 mm). La pelicula se provee de aber-
turas tales como 103 para la comunicacién acdstice con la
cédmara formads por los espacios de entre los elementios de
le rejille 89 de malla de pléstico y el'espacio de encima
del electreto 93.'Camo ge ha descrito anteriormente, estas
aberturas 103 pueden ser de un diémetro de aproximadamente
5 milésimas de pulgada, (aprox., 0,127 mm) y presentar unar
distancia entre centros de aproximadamente 15 milésimas de
pulgada (aprox., 0,381 mm). El disco 93 de electreto puede
polarizarse y cargarse de lea manera descrita anteriormente

y se formen tembién células individuales de reaccién. - - -

El diafragma mévil del transductor de las FIGS.
6 y 7 comprende una hoja 105 de pléstico metalizado monta-

da entre la pestafia 87 y la superficie superior de lé reji
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1la 89 de malla de pléstico por medio de un anillo metdlico
intermedio 107 de montaje. La superficie superior del diafrag
ma 105, como se Ve en las FIGS. 6 y 7, es una superficie me-
talizada. Alternativamente, todo el diafragma 105 puede fa-

bricarse de hoja metélica delgada, -~ = = = = = = = = -

El diafragma 105 estd conectado a un contacto ex~

“terno 109 por medio de un conductor 111. El contacto 109 eg

t4 también en contacto eléectrico con la superficie superior
de la confraplaca conductora 81, de modo que el circuito.
efectivo es como se ilustra en la FIG. 6, en Qque una resis-
tencia 113 representa la resistencia de la contraplaca con-
ductora 81. Si el dispositivo estd montado con la placa 81
en contacto con un chasis metdlico, el contacto 99 serviréd

de masa y el terminal activo de salida serd el 109 = = = = =

Fl aparato de las FIGS. 6 y 7 se fabrica féecilmen
te por medio de téenicas convehcioﬁales de moldeo de plﬁéti—
co. Ademds, el uso del dimo 93 de electreto como electrodo
fijo posibilita una estructura mds sélida. Con tal-estructu-
ra, el tiempo de vida de polarizacién aumente debido a gue
el cortocircuitado intermo es mds eficaz en la estructura
mds gruesa. Por ejemplo,rcon las dimensiones descritas, se
ha obtenido un tiempo de vida de polarizacidén de 25 veces el
tiempo de vide de la hoja de electreto de 1/4 de milésima de
pulgada (aprox., 0,0063 Mi)s = = = = = = = = = =& = = = = = =

La FIG. 8 ilustra una realizacién de la invencién

especialmente adecuada para el uso cusndo pueden darse varig
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ciones de temperatura y humedad. Ambas variables tienden a

degradar los electretos y a acelerar su deteriorg. = - - - -

El aparato comprende una caja cilindrica en dos pie

zas que incluye una pieza inferior 115 roscada en 117 para

cooperar con la rosca 119 practicads en una parte cilfindri-

eaisuperior 121. Las piezas de la caja pueden ser de metal.

La parte inferior 115 de la caja es capaz de con
tener un preamplificador, indicado esqueméticamente en 123,
que tenga un terminal de entrada conectado a2 la caja 115 ¥y
el otro terminal de entrads conectado a un conectador con-
vencional 125, adaptado para realizar contacito eléctrico

con un conectador apareable 127 de la caja 121¢ = = = = = ~

El elemento conectador 127 estd provisto de peéﬁg
fiag, como en 129, para recibir un diafragma hermetizador
131, de caucho o similar. El diafragma 131 estd conectado.
por su periferia mediante un anillo 133 de conexién y la ba
se de un elemento 135 de montajé,pafa hermetizar el extre-

mo inferior de la caja Rle = = = = = = = = = =@ = = - = = =

7 ELl elemento 135 de montaje tiene un piso 137 en el
gue estd fijada una prolongacién 139 del 4rbol del elemento
conectador 127.7Un,tubo capilar 141 atraviesa el piso 137
del elemento 135 de montajé para proporcionar el alivio de
cualquier diferencia de presidn gque pueda existir a travéé
del piso 15]3 Al¥ernativamente, la funcién del tubo capilar

realizarse fabricando la totalidad o parte del piso 137
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con metal sinterizado. Sobre el piso 137 hay fijada una em-

paquetadura 143 de un deshidratante adecuado para eliminar

la humedad del aire en el espacio de encima del diafragma

Una contraplaca metdlica 142 tiene conectada a la
misma un pasador 145 que es recibido con holgura por una
aﬁer;ura del 4rbol 139 del elemento conectador 127. Un resor
te 147 estd dispuesto alrededor del érbol‘139 para forzar la
contraplaca 142 hacia arriba, aléjéndola del piso 137¢ - - =

La contraplaca 142 puede ser de un metal mordenta
do para proporcionar aberturas 149 y formar una sola pieza
con nervios 151 de soporte eﬁ su cara superior para sopor-
tar un diafragma 153 de electreto. El digfragma 153 estd me
talizado en su cara superior y tiene una cara inferior die-

léctrica que coopera con los nervios 151, = = - = - -—— - -

El diafragma 153 estd montado entre el reborde su-
perior 155 del elemento 135 de'montaje y un anillo metdlico
157 de retencién. El anillo 157 sirve también para retener uma
rejilla metélica protegtora 159 en su posicién contra una

pestafia 161 prevista en el extremo superior de la caja 121.

En servicio, el diafragma 131 de caucho proporcio
na una junte de dilatacién para compensar iésrcambios de
presién externa y el caepilar 141 permite la igualacién de la
presién encima y debajo del piso 137 del elemento 135 de mon

taje. E1 diafragma 153 de electreto y la contraplaca conduc-
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tora 142 cooperan de la manera descriia con respecto a las

otras realizaciones de la invencifn. = = = = = =« = = = = =

Se logran dos objetivos cerrando el piso del ele
mento 135 de montaje excepto por lo que se refiere al capi
lar 141; Eﬁjbrimer lugar, la éémararformada por el interior
del elemento 135 de montaje y el diafragma 153 proporciona
una cédmara de compresién de un volumen substancialmente fi-
jo en el que puede ftrabajar el diafragma. En segundo lugar,
el capilar impide el desarrollo gradual de una cafda de pre-
sifn estdtica a través del diafragma. Tal cafds de presién
afectarfa el funcionamiento del transductor y podrfa romper

el diafragma;' ----------- i R R

Si bien se ha descrito ia invencién con respecto
a los detalles de varias de sus realizaciones especificas,
a los entendidos en la materia les resultarin evidentes mu=-
chos cambios y variaciones al leer la descripeién y, desde
luego, diqhos cambios y variaciones pueden realizarse sin

salir del alcance de la invencifne. = = = = = - - ——— = -

Se declaran de novedad y propiedad para Espafia,

sus territorios y plazas de soberanfa, las siguientes: - ~

REIVINDICACIONES

1s= Perfeccionamientos en las disposiciones de trans



5e

10,

15,

20, -

25.

- 29 -

41301628

ductor electroacdstico, del tipo que tiene un elemento de con
traplaca y un elemento de diafragma, caracterizados por la
provisién de un transductor que tiene un primer electrodo que
girve como el uno de dichos elementos, un electreto y un se
gundo electrodo unidos conjuntamente que sirven como el otro
de dichos elementos, un juego de 8rganos de soporte'dispues-
tos segin una_dispdéicidn predeterminada entre-ﬁichos elemen
tos para mantener normalmente dichos elementos a una distan— -
cia substancialmente fija y para formar con ello una plura-
lidad de células transductoras. individualés similares en pa-

ralelo, y medios parz retener dicho diafragma en una dispo-

sicién tensada a través de los 6rganos de soporte de dicho

9.- Perfeccionamientos segin la reivindicacién 1,
caracterizados porque uno de dichos elementos no esté‘perfo-

rado y el otro de dichos elementos estd perforado. - - - - -

Ja- Perfgccionamientos segin la reivindicacién 2,
caracterizados porque el juego de lo¥ 6rgenos d& soporte
forme una sola pieza con el elemento Pérforadoide contrapla
ca y estd fabricado a base de pléstico moldeado y recubierto

con metal para proporcionar conductividad eléctricas = -~ - -

4.~ Perfeccionamientos segin la reivindicagidn 2,
caracterizados porque dicho electreto est4 compuesio esencial

mente por un polihalocérbono. ----------------

5.~ Perfeccionamientos segin la reivindicacidén 4,
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caracterizados porgue dicho polihalocarbono comprende un ma-

terial que contiene por lo menos 95% de policlorotriflucetile

6.~ Perfeccionamientos en las disposiciones de
transductor electroacistico, caracterizados por la provisidén
de un transductor que comprende un par de electrodos, com-
prendiendo por lo menos uno de dichos electrodos una pelicu
la metalizada fijada a un electreto que tiene una superficie
dieléctrica enfrentada al otro electrodo, comprendiendo un
primero de dichos elecirodos una membrana que sirve de diafrag
ma, une rejilla de elementos de soporte fijada a la superfi
cie del otro electrodo enfrentada a dicho primer electrodo
y adaptada para cooperar con la superficie enfrentada del
primer electrodo para mantenerlo a una distancia fija de la
superficie del otro electrodo y para formar con ello una plu
ralidad de células transductoras individuales similares en -
paralelo, y medios para retener montados dichos electrodos
quedando dicho primer electrodo tensédo sobre dicha réjilla

de elementos de soporte y cerrando dichas célulage — = = - -

Te- Perfeccionamientos en las disposiciones de
transductor electroacistico, del tipo de transductor que com
prende dos electrodos, el wuno fijado a un diafragma y el
otro formando una contraplaca que queda enfrentada al diafrag
ma, comprendiendo uno de dichos electrodos una superficie me
talizada sobre un electretq, formando dicho electreto elAdig
fragma e incluyendo una lémina polarizada internamente de ma,

terial dieléctrico que queda enfrentada al otro electrodo,
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caracterizados por la provigién de un juego de elementos de
soporte fqrmados en la cara de la contraplaca enfrentada al
diafragma, cooperando dichos elementos de soporte con el dig
fragma pars formar con ello una pluralidad de células trans-
ductoras individuales en paralelo, para controlar el espacia
do entre el diafragma y la contraplaca e impedir el pegado.
electroacistico del diafragma a la contraplaca, y medios pe-
ra retener dicho diafragma en una disposicidén tensade a tra-

vés de dichos elementos de 50porte. — = = = < = =0 =0 = - - = ~

8.~ Perfeccionamientos segn la reivindicacién 6,
caracterizados porque dicho primer electrodo estd fijado a
un electreto y el otro electrodo es una contraplaca metdlica
conductora, porque dichos elementos de soporte comprenden sg
portes metdlicos delgados que se extienden hacia afuera des
de la superficie de la coptraplaca para cooperar con la su-
perficie dieléctrica del electreto, cbmprengiendo ademds la
disposiciédn medios que incluyen aberturas practicadas en la
contraplacae para proporcionar una cémara de compresién gren
de en comparacién con.el volumen barrido por el diafragma

durante el funcionamiento del transductors — — = = - - - -

9.~ Perfeccionamientos segin la reivindicacién 7,
caracterizados porque se disponen dos de tales transductores
en que un juego de aberturas estdn practicadas en las contra
pPlacas para poner los espaclos entre los diafragmas y las
contraplacas en comunicacidn acistica con las superficies de
las contrapiacas opuestas a ios diafragmas y medios pars mon-

tar los transductores conjuntamente con las ¥Yltimas superfi-
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cies mencionadas de las contraplacas en cooperacién y las su
perficies metalizadas de los eleciretos formando las super-

ficies exteriores de la combinacidén montada, = = = = = = « =~

10.— Perfeccionamientos en las disposiciones de
transductor electroacistico, caracterizados por la provisién
de un transductor que comprende une placa metdlica conductora
provista de aberfuras, una rejilla de alambres metélicos del
gados formada a ambos lados de dicha placa, dos diafragmas
de electretomque comprenden cada uno una capa de material:dig
léctrico polarizado internamente y una capa de metal unida a
dicha capa dieléctrica, y medios para retener cada uno de di-
chos diafragmas tensados sobre una cara diferente de dicha -
Placa metdlica provista de aberturas y soportado sobre dichos
alambres metdlicos, estando las capas dieléctricas de dichos
diafregmas en contacto con dichos alambres para formar uns
pluralidad de células transductoras individuales similares

en relacién parelelé, = = = = = = = = « = - = @ = = = = - = -

11.~ Perfeccionamientos en las disposiciones de
transductor electroacﬁstigo, caracterizados por la provisién
de un transductor que comprehde un electreto, un diafragma
metdlico y medios para mantener el diafragma tensado sobre
una primera superficie de dicho electreto y frente a la mig
ma, 6omprendiendo dicho electreto una lémina relativamente
gruesa de material dieléctrico polarizado internamente y
atravesada por orificios y. que presenta en dicha primera su-

perficie una rejilla de elementos de soporte en contacto con



dicho diafregma para formar una pluralidad de células trans-
ductoras individusles, para coﬁtrolar el espaciado entre el
diafragma y el electreto évimpedir ei pegado eleétrostético
del diafragme al electreto, y un recubrimiento met4lico so-
5. bre una segunda cara de dicho electreto opuesta a'dicha pri-

mera cara. -— — —————————— - ww @M e s Em e ew e e = S am

12.~ Perfeccionamientos en las disposiciones de
transductor electroacdstico, caracterizadoéﬂpor la provisién
de un transductor gque comprende un electreto, un diafragma
10. metdlico y medios que retienen el diafragma tensado sobre
una primera superficie de dicho electreto y enfrentado a la
misma, comprendiendo dicho electreto una lédmina relativamen
te gruesa de material dieléctrico polarizado internamente
verforads porrorificios ¥ que presenta, formada en dicha pri
15, mera superficie, una rejilla de elementos de soporte en con-
tacto con dicho diafragma para formar una pluralidad de cé-
lulas transductoras individuales para controlar el espacia-~
do entre el diafragma y el electreto e impedir el pegado elec
trostdtico del diafragma al electreto, un recubrimiento met4
20, lico sobre una segunda cara de dicho electreto opuests a di-
cha primera cara, una ldmina de material conductor no poro-
so,rmedios-que forman una cédmara hermetizada por un extremo
mediante dicho diafragma y por el extremo opuesto mediante di
cho material, una rejilla de elementos de soporte no conduc-
25. tores en dicha cémara y que soportan dicho electreto encima
de dicho material por lo que los inftersticios entre los ele-

mentos de soporte proporcionan una cémara de compresidn para
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20.

25.

dicho transductor, una conexién eléctrica entre una cara de
dicho material y dicho diafragma y una conexién eléctrica
entre la otra cara de dicho material y dicho recubrimiento

Met4licos = = = == = = = = = = - - - -

13+~ Perfeccionamientos en las disposiciones de
transductor electroaéﬁstico, caracterizados por la provigidn
de un transductor que comprende un par de placas montadas en
relacién enfrentada, comprendiendo una de dichas placas un
electreto que tiene una superficie dieléctrica enfrente de
la otra placa, y una superficie metalizada opuesta, compren
diendo la otra de dichas placas un conductor metdlico, sien
do una de dichas placas relativamente rigida y estando per-

forada para el flujo acdstico de aire a fin de servir de con

. traplaca, estando la otra de dichas placas no ﬁerforada ¥

siendo flexible para servir de diafragma, una rejilla de ele
mentos de soporte formada en la superficie de la placa rela
tivamente rigida enfrentada a la oitras placa, formando dichos
elementos y dicho par de placas una pluralidad de células
transductoras similares individuales, y medios para retener -
dicho diafragma en una :disposicién tensada a través de di-

cha rejilla de elementos de soporte. = = = = = = = = = = = =

14.— Perfeccionamientos en las disposiciones de
transductor electroacistico y, més particularmente, en las
disposiciones de transductor electroacistico resistentes a
la intemperie, caracterizados por la provisién de un trans-

ductor que comprende un primer diafragma, un segundo diafrag



5e

10.

15,

20.

25.

ma y medios para formar un recinto cerrado por dicho primer
diafragma, comprendiendo dicho primer diafragma una junta ex
tensible, flexible y no perforada, para permitir la dilate~
cién y la contraccidn del espacio comprendido por el recin~-
to, 6omprendiendo dicho segundo diafragma un primer electro
do flexible y no perforado, un segundo electrodo perforado
montado. en relacién de enfrentamiento con dicho primer elec-
trodo, comprendiendo uno de dichos electrodos un electreto
que tiene una superfi¢ie_conductora y una superficie dieléc
trica, enfrenténdose dicha superficie dieléctrica con el
otro electrodo, y una rejilla de elementos de soporte forma-
da en la superficie del segundo electrodo enfrentada al pri
mer electrodo para cooperar con el primer electrodo y sopor
tarlo en una relacién espaciada substancialmente fija, for—,
mando dichos elementos y dichos electrodos una pluralidad de

células transductoras individuales en relacién paralela. - =

15.,~ Perfeccionamientos segén la reivindicacién
14, caracterizados porque el-transductor comﬁrende ademés
medios para formar una cdmara que tiene un volumen substan-
cialmente constante dentro de dicho recinto y cerrada por di
cho segundo. diafragma, encerrando dicha cémara a dicho elec-
trodo perforado y teniendo dicha cédmara por lo menos un paso
limitado en comunicacidn con la zona de dicho recinto. cerra-
da por dicho primer diafragma para permitir la igualacién
gradual de las presiones de las caras opuestas de dicho segun

do diafragma. — = = = = = = = = = = - = = - - - - - - - -
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16.~ Perfeccionamientos en las disposiciones de

transductor electroacistico, caracterizados por la provi-
sién de un electreto que estf compuesto substanciaslmente

por un polihalocarbono polarizado electrostéticamente. — -

17+= Perfeccionamientos segin la reivindicacién
16, caracterizados porque dicho polihslocarbono estd com-
puesto por lo menos en un 95 por ciento de policlorotrifluo

etilenog, = ~ = = = = = - = - - - = e m o e - -

18.~ Perfeccionamientos segin la reivindicacién
17, caracterizados porque el electreto es en forma de una
pelfcula que tiene un espesor de entre 0,0005 pulgadas y
0,010 pulgadas (aprox., 0,127 y 0,254 mm) s = = = = = = = =

19.~ Perfeccionamientos segin la reivindicacién
1, caracterizados porgque dichos medios paras retener dicho
diafregma en disposicién tensada comprenden medios de so-
porte en posicidén fija con respecto a dicha contraplaca y
medios para presionar firmemente dicho diafragma contra di-

chos medios de soportes — = = = = - - = -

20.- Perfeccionamientos segin la reivindicacién 1,
caracterizados porque dicho juego de elementos de soporte

presenta una forma de rejillas = = = = = = = = = mw = = = = =

21e= Perfeccionamientos en las disposiciones de
transductor electroacdstico, caracterizados Por la provi-

sién de un transductor que comprende = = = = ~ = = = = - -
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un elemento de electrodo de diafragme eléctricamen

te conductor, - - = -~ - = - - - O,

un elemento de electrodo de contraplaca eléctirica-

mente COn(_iuCtOI‘, - -,- - W) em e s am e - am em '— - ew e
un electretoy, — — = = = = = = =~ - .- - - - -—
un juego de 6rganos de soporfe, y = = = = - = = =

unos_medios de retencién del diafragma, - ~ = - =

estando dicho elemento de diafragma y dicho elemento
de contraplaca en relacidén superpuesta con superficies en-

frentadas, ———————————— . e e W8 ew Em e s em e em e

estando unido dicho electreto a una de dichas superfi-
cies enfrentadas de uno de dichos elementos de diafragma o

de contraplaca, = = = = = = = = = -——m = - - - - - - -

halléndose partes de la superficie enfrentada del ele
mento de contraplaca, situadas para participar en la accidn
transductora, en relacién espaciada con respecto a la super

ficie enfrentada del elemento de diafragma, — = = = = = —= =

extendiéndose dichos drganos de soporte entre dichas par
tes de dicha superficie enfrentada de dicho elemento de con-
traplaca y dicha superficie enfrentada del elemento de dia-
fragma para espaciar a dichos elementos en una distancia co-

rrespondiente, = = = = = -~ ~ .- - = - - - —— -
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siendo retenido dicho elemento de diafragma por dichos
medios de retencién alrededor de la periferia de dicho dia~-
fragma en disposicién tensada a través de dicho juego de ér
ganos de soporte, siendo atraido dicho elemento de diafrag-
ma hacia dicho elemento de contraplaca por las fuerzas de
abraccidn entre dicho electreto y dicho elemento que no in-
cluye dicho electreto y estando fijado dicho elemento de
diafragma a dichos 6rganos de soporte sélo por dichas fuer-

zas de atraccifn, = = = = == = -~ - - v - = = =~ _-——— -

teniendo dicho elemento de contraplaca aberturas en el

formando dicho elemento de diafragma una sola pieza, pa
ra el movimiento vibrante unitario con respecto a dicho jue-

go de 8rganos de s0pPOTrte, — = = = = = - = =~ -~ = = - - - -

por lo que dicho elemento de diafragma queda impedido
de entrar en contacto, durante el uso vibrante normal, con
dichas partes de dicha superficie enfrentada de la contrapla
ca, y partes de dicho elemento de diafragma forman con dichas
partes de dicha superficie enfrentada de la contraplaca una
pluralidad de células transductoras similares individuales

en paralells = = = == = = = = = =~ - - U -

22.- Perfeccionamientos segin la:.reivindicacién
21, caracterizados porque las superficies de dichos 6rganos
de soporte que topan con dicho elemento de diafragma son pla

nas y paralelas con dicha superficie enfrentada del elemento
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de diafragmac — = = = = = = = = = U

23,- Perfeccionamientos segin la reivindicacién 21,
caracterizados porque el transductor incluye un 6rgano de ba
se, definiendo dicho drgano de base con una superficie opueg
ta de dicho elemento de contraplaca una cémara de compresidn
acistica y teniendo dicho elemento de contraplaca dichas aber
turas a su través, dentro de grupos de dicho juego de érganos
de soporte, siendo pasantes dichas aberturas, formando par-
tes de dicho elemento de diafragma, dentro de dichos grupos
de dicho juego de 8rganos de soporte, dicha pluralidad de

dichas células. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

24 .-~ "PERFECCIONAMIENTOS EN LAS DISPOSICIONES DE
TRANSDUCTOR ELECTROACUSTICO", = = = - = - - === - - -

Todo ello conforme se describe y reivindica en la
presente memoria que conste de treinta y nueve hojas, folia
dag y mecanografiadas por una sola de sus caras, y de una

1l4mina de dibujos que la ilusiran.

MADRID, 2 4 Hi° 1973
P A M. CURELL SUNOL
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